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Wasserdampf unterstiitztes Lackierverfahren 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten von Substraten nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. eiae entsprechende Anlage nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 7. 

Viele Gegenstande des taglichen Bedarfs, sonstige Gebrauchsguter oder auch gewerblich oder 
industriell eingesetzte Gegenstande erhalten ihr auBeres Aussehen erst durch eine 
Beschichtung, wobei die Beschichtung sowohl aus asthetischen Griinden als auch zur 
Erzielung einer Schutzfunktion eingesetzt werden kann. Eine weit verbreitete 
Beschichtungsmoglichkeit ist durch Lackierverfahren gegeben, bei denen mit einem 
Beschichtungsstoff auf Basis eines organischen Bindemittels ein auf einem Untergrund 
haftender, schtitzender und ggf. dekorativer Film, der sog. Lack erzeugt wird. Ein derartiger 
Beschichtungsstoff enthalt neben makromolekularen oder Makromolekule bildenden 
Filmbildnern, Pigmente, Fiillstoffe, Additive und/oder Lose- oder Dispersionsmittel. Unter 
Losemittel sind hierbei samtliche Fliissigkeiten oder Flussigkeitsgemische zu verstehen, die 
den oder die Filmbildner zu losen vermogen, wie z. B. Alkohole oder Wasser. Als 
Dispersionsmittel versteht man die Fliissigkeiten, die den Filmbildner zwar nicht losen, 
jedoch in feiner, mikroheterogener Verteilung halten, wie z. B. Kohlenwasserstoffe oder 
Wasser. 

Derartige Beschichtungsstoffe, die allgem. als Lacke bezeichnet werden konnen, konnen 
durch unterschiedlichste Verfahren auf den zu beschichtenden Gegenstanden bzw. Substraten 
aufgebracht werden. Als Beispiele hierfur seien die Tauchlackierung, das Streichen oder 
Spruhverfahren genannt. 

Insbesondere Spruh- bzw. Spritzverfahren weisen im industriellen Einsatz eine groBe 
Bedeutung auf, da sie eine automatisierte und industrielle Fertigung mit besonders 
gleichmaliiger Lackbildung ermoglichen. Bei den Spruh- bzw. Spritzverfahren wird der auf 
dem Substrat aufeubringende Beschichtungsstoff durch verschiedene Methoden in eine 
Vielzahl kleiner Tropfchen zerstaubt 5 die dann gleichmaBig auf dem Substrat abgelagert 
werden, um dort dann wieder zu einem Film zusammenzufinden. Als Zerstaubungsmethode 
ist beispielsweise bekannt den Beschichtungsstoff durch eine Dusenanordnung zu treiben, 
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wobei er nach dem Verlassen der Diise in viele kleine Tropfchen zerrissen wird. Hierbei wird 
entweder der Beschichtungsstoff selbst unter entsprechendem Druck durch die 
Dtisenanordnung gepresst (hydraulisch) oder der Beschichtungsstoff wird mittels Pressluft 
oder Druckluft (pneumatisch) zerstaubt, wobei die Druckluft zusammen mit dem 
Beschichtungsstoff aus der Dtisenanordnung austritt. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Auftragen von Lacken auf Substrate mittels 
Spriih- oder Spritzverfahren, bei dem der Beschichtungsstoff durch eine Dusenanordnung, 
beispielsweise eine Lackierpistole, zerstaubt wird. 

Bei diesen bekannten Verfahren besteht das Problem insbesondere bei der Aufbringung von 
wasserbasierten Lacken, bei denen also Wasser als Lose- oder Dispersionsmittel eingesetzt 
wird darin, dass durch Lufteinschliisse bei pneumatischer Zerstaxxbung keine homogene 
Beschichtung auf der Substratoberflache erzielt werden karm. Insbesondere bei Substraten mit 
hoher Oberflachenspannung, wie z. B. Kunststoffen, treten Inseln obuae Beschichtungsstoff in 
dem Lackfilm auf dem Substrat auf. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn die 
Beschichtung aus mehreren Lagen besteht und die Inselbildung bereits in der Grand- oder 
Haftschicht aufitritt, da sich diese dann mit dem weiteren Beschichtungsaufbau fortsetzt. 
Insbesondere bei der Beschichtung von Kunststoffen mit sog. Haftvermittlern (Primem) mit 
sehr hohem Wasser- und geringem FestkSrperanteil ist Inselbildung zu beobachten. 

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Aufbringen von 
Lacken auf Substraten bereitzustellen, welches die Probleme der Inselbildung beim 
Lackauftrag vermeidet Gleichzeitig soil dieses Verfahren jedoch einfach und wirtschaftlich 
einsetzbar sein, ohne dass groBe Veranderungen an bestehenden Lackieranlagen 
vorgenommen werden mtissen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie 
eine Anlage zum Beschichten von Substraten mit den Merkmalen des Anspruchs 7. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhangigen Anspruche. 

Bei der vorliegenden Erfindung hat es sich iiberraschend gezeigt ? dass die vorstehend 
genannten Probleme mit der Inselbildung, insbesondere beim Auftrag von Wasserlacken auf 
Kunststoffen in einfacher Weise dadurch vermieden werden konnen, dass statt der Luft als 
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Hilfsgas bei der pneumatischen Zerstaubung Wasserdampf eingesetzt wird. Dies vermeidet 
die Lufteinschltisse im Lack und die dadurch erzeugte Inselbildung in der Lackschicht. 
AuBerdem ist dieses Verfahren in einfacher Weise zu realisieren, da lediglich statt der Luft 
Wasserdampf verwendet werden muss, so dass weitgehend die bestehenden Anlagen weiter 
verwendet werden konnen. Lediglich bestimmte, den Wasserdampf fuhrende Leitungen bzw. 
Dichtungen miissten entsprechend ausgelegt werden, dass sie dem Wasserdampf auf Dauer 
widerstehen konnen. Hierzu bietet sich beispielsweise an, Keramikdichtungen in den 
Lackierpistolen einzusetzen. Anlagentechnisch muss lediglich eine zusatzliche Einrichtung 
zur Erzeugung von Wasserdampf vorgesehen werden. 

Vorzugsweise kann der Wasserdampf im Niederdruckbereich von 0,5 bis 2 bar, bzw. im 
Hochdruckbereich von 2 bis 10 insbesondere 4 bis 8 bar eingesetzt werden. 

Neben wasserbasierenden Lacken mit Wasser als Losungs- oder Dispersionsmittel hat es sich 
insbesondere bewahrt, Wasserdampf auch als Hilfsgas fur das pneumatische Spritzen von im 
wesentlichen losemittelfreiem Schmelzlack zu verwenden, da bei diesen Lacken, die nahezu 
aus 100 % Festkorper bestehen,' der erhitzte Wasserdampf keine Abkuhlung des 
aufgeschmolzenen Lackes beim Verspritzen bewirkt oder sogar auf eine zusatzliche 
Erwarmung oder Erhitzung des Schmelzlacks zur Verflussigung verzichtet werden kann. 

Neben der Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens fur die Aufbringung von 
insbesondere Primern auf Kunststoffen kann dieses Verfahren naturlich selbstverstandlich fur 
entsprechende Decklacke, Ftillerschichten oder Klarlackschichten auch auf Metallen oder 
Holzwerkstoffen eingesetzt werden. 

Vorzugsweise ist in der Spritzpistole nahe der Dusenoffhung eine Einrichtung zur 
Vermeidung von Wassertropfchen im Wasserdampf vorgesehen. Diese kann durch eine 
Druckerhohungseinrichtung und/oder eine Heizeinrichtung gebildet sein. Die Anordnung ist 
so zu wahlen, dass an der Dusenoffhung nahezu reiner Wasserdampf zur Verfugung steht. 
Entsprechend muss die Lange der Heizeinrichtung oder deren Leistung bemessen sein, um 
eine ausreichende Temperaturerhohung zu erreichen. Gleiches gilt fur die 
Druckerhohungseinrichtung bezuglich der Anderung des Drucks. 
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Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden bei der 
nachfolgenden detaillierten Beschreibung eines Ausfuhrungstoeispiels anhand der beigefugten 
Zeichnungen deutlich. Die rein schematischen Zeichnungen zeigen in 

Fig. 1 a) und b) die schematische Darstellung von Dusenanordnungen mit Innenmischung 
(a) sowie AuBenmischung (b) des Beschichtungsstoffs mit dem als Hilfsgas zur 
Auftragung verwendeten Wasserdampfs; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Anlage zum Beschichten von Substraten gemaB 

der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 3 eine schematische Darstellung der Wasserdampfzuful^leitung in der Spritzpistole; 

und in 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer zweiten Ausfulirungsform der Wasserdampf - 
zufuhrleitung in der Spritzpistole. 

Die Fig. 1 zeigt in zwei schematischen Darstellnngen zwei unterschiedliche 
Diisenanordnungen 1, die beispielsweise in einer Spritzpistole verwirklicht werden konnen, 
urn das erfindungsgemaBe Verfahren durchzufuhren. 

Bei der Dusenanordnung 1 des Teilbilds a) weist die Dusenanordnung eine innere Duse 2 und 
eine aufiere Duse 3 auf, wobei die Dusenoffnung 4 der inneren Dtise 2 innerhalb der auBeren 
Dusenanordnung 3 unmittelbar vor der Dusenoffnung 5 der auBeren Dusenanordnung 3 
angeordnet ist. Auf diese Weise wird der in der inneren Dusenanordnung 2 transportierte 
Beschichtungsstoff mit dem in der auBeren Dusenanordnung 3 transportierten Wasserdampf 
vor dem endgiiltigen Verlassen der Dusenanordnung 1 durch die Dusenoffnung 5 der auBeren 
Dusenanordnung 3 mit dem Wasserdampf vermischt (Innenmischung). 

Demgegeniiber wird bei der Dusenanordnung 1 des Teilbilds b), bei dem die Dusenoffnung 4 
der inneren Dusenanordnung 2 auf gleicher Hohe mit der Dusenoffnung 5 der auBeren 
Dusenanordnung 3 angeordnet ist, der in der inneren Dusenanordnung 2 befindliche 
Beschichtungsstoff erst nach dem Verlassen der Diisenanordnung 1 mit dem Wasserdampf, 
der die auBere Dusenanordnung 3 durch die Dusenoffnung 5 verlassen hat, vermischt 
(Aufienmischung) . 
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Diese beiden Arten des Sprlth- bzw. Spritzauftrags des Beschichtungsstoffs mit Hilfe des 
Wasserdampfs konnen fiir die vorliegende Erfindung eingesetzt werden. 

Die Fig. 2 zeigt in einer rein schematischen Darstellung eine Anlage zum Beschichten von 
Substraten gemafi der vorliegenden Erfindung, wobei eine Spritzpistole 1 entsprechend der 
Dusenanordnungen der Fig. 1 ilber eine erste Zufuhrleitung 6 mit einer ersten 
Versorgungseinrichtung 8 zum Bereitstellen und Zufuhren des Beschichtungsstoffs zur 
Spritzpistole 1 verbunden ist, wobei iiber eine Pumpe 10 der Beschichtungsstoff in der 
Zufuhrleitung 6 gefordert wird. 

Die Spritzpistole 1 ist weiterhin iiber eine zweite Zufuhrleitung 7 mit einer zweiten 
Versorgungseinrichtung 9 verbunden, welche eine Wasserdampferzeugungseinrichtung 
umfasst, mittels der fur das erfindungsgemafie Verfahren erforderliche Wasserdampf erzeugt 
und zur Spritzpistole 1 befordert werden kann. 

Als Teil der zweiten Versorgungseinrichtung 9 oder wie in der Fig. 2 dargestellt als separate 
Einrichtung, kann eine Druckerhdhungs- oder Komprimiereinrichtung, wie eine Pumpe 1 1 in 
der zweiten Leitung 7 vorgesehen sein, urn den Wasserdampf auf den entsprechenden 
Betriebsdruckbereich von 0,5 bis 10 bar bzw. 1 bis 2 oder 4 bis 8 bar zu bringen. 

In gleicher Weise kann selbstverstandlich die entsprechende Druckerhohungs- oder 
Komprimiereinrichtung 10 auch in der ersten Versorgungseinrichtung fur den 
Beschichtungsstoff integriert oder separat in der ersten Versorgungsleitung 6 vorgesehen sein 
(wie dargestellt). 

Selbstverstandlich kann auch in der Versorgungsleitung 6 fur den Beschichtungsstoff auf die 
Pumpe 10 verzichtet werden, wenn durch den Sog des Wasserdampf es ein ausreichender 
Transport fur den Beschichtungsstoff gewahrleistet ist. 

In den Fig. 3 und 4 sind bevorzugte Ausfuhrungsformen der Spritzpistole 1 bzw. der 
Wasserdampfzufuhrleitung 7 schematisch dargestellt. 

Gemafi Fig. 3 wird die Zufuhrleitung in der Nahe der Abgabeoffhung bzw. Dusenoffhung 5 
im Querschnitt verringert, so dass der Druck unmittelbar vor der Dusenoffhung 5 ansteigt, so 
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dass auch kleinste Mengen an Wassertropfchen, die aus dem Wasserdampf ausgefallen sein 
konnen, wieder verdampft werden und somit nahezu reiner Wasserdampf fur die Applizierung 
des Beschichtungsstoffes zur Verfugung steht Im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 
wird dies durch einen konischen Bereich 13 in der Zufuhrleitung 7 erreicht, welcher den 
ersten Querschnitt der Leitung 7 im Bereich 12 auf einen zweiten Querschnitt im Bereich 14 
reduziert. 

In Fig. 4 ist eine weitere Moglichkeit gezeigt, wie der Bildung von Wassertropfchen im 
Wasserdampf entgegen gewirkt werden kann. Zu diesem Zweck ist unmittelbar vor oder an 
der Dusenoffhung 5 eine zusatzliche Heizeinrichtung 15 vorgesehen, mittels der der 
Wasserdampf entsprechend erhitzt und tiberhitzt werden kann, so dass das gesamte Wasser in 
Wasserdampfform vorliegt. Als Heizeinrichtung 15 kommen samtliche bekannte 
Einrichtungen, wie elektrische Widerstandsheizungen mit Wicklungen um die Leitung 7 oder 
Heizkartuschen mit exotherm reaktiven Materialien oder Brennstoffen zum Einsatz in einen 
Freiraum der Spritzpistole in Frage. 
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